Zatacznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.124.DW

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia

»Dostawa mikroskopu skaningowego z detektorem EDS”

Parametry wymagane przez Zamawiajacego Urzadzenie oferowane przez Wykonawce

Mikroskop skaningowy z detektorem EDS (Nr indeksu: W1/1-98730)

=

Mikroskop ma byé sterowanym cyfrowo instrumentem wyposazonym

w dziato elektronowe z katodg wolframowg w uktadzie tetrody.

Mikroskop ma umozliwi¢ badanie powierzchni réznorodnych materiatow,
w tym uwodnionych, o stabym przewodnictwie elektrycznym i silnie

odgazowujgcych bez wstepnego preparowania, tj. w stanie naturalnym.

Mikroskop ma mie¢ mozliwos¢é osiggniecia cisnienia w komorze
preparatu w trybie niskiej prozni w zakresie, co najmniej, od 10 Pa do
130 Pa.

Przechodzenie miedzy réznymi trybami pracy prozni (tryb

wysokoprézniowy i niskoprézniowy) ma sie odbywaé w sposaéb ciagty.

Zdolnos$¢ rozdzielcza mikroskopu dla obrazéw SE (elektronéw wtérnych),
gwarantowana dla napiecia przyspieszajgcego 30 kV ma by¢ nie gorsza
niz 4nm (< 4 nm) dla wszystkich trybow pracy mikroskopu (trybu

wysokiej prézni i trybu niskiej prézni).

Zdolnos$¢ rozdzielcza mikroskopu dla obrazéw SE (elektrondw wtornych)
w trybie niskiej prézni, gwarantowana dla napiecia przyspieszajgcego 3

kV ma by¢ nie gorsza niz 10 nm (< 10 nm).
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7. Mikroskop ma by¢ wyposazony w elementy zmniejszajgce rozproszenie

wigzki elektronowej przy pracy w trybie niskiej prozni.

8. Zamawiajgcy wymaga aby wartosci napieC przyspieszajgcych zawieraty
sie w zakresie od < 300 V do 30 kV.

9. Mikroskop ma umozliwi¢ osiggnigcie maksymalnego pradu wigzki

elektronowej = 2pA.

10. Mikroskop ma by¢ wyposazony minimum w nastepujgce detektory:

— detektory elektronow wtérnych SE do pracy w trybie wysokiej
prézni,

— detektory elektronow wtérnych SE do pracy w catym wymaganym
zakresie cisnien niskiej prozni,

— potprzewodnikowy detektor elektronéw wstecznie rozproszonych
BSE do pracy w wysokiej iniskiej prézni oraz przy niskich
napieciach <300 V , umozliwiajgcy tworzenie obrazéw zaréwno na
bazie kontrastu kompozycyjnego jak i topograficznego

— kamere CCD do podglgdu wnetrza komory,

— wsuwany detektor do katodoluminescencji w zakresie 185 —850 nm.

11.Urzadzenie ma by¢ wyposazone w kolorowg kamere optyczng do
nawigacji o rozdzielczosci minimum 5 Megapikseli do wykonywania zdje¢
prébek zamontowanych na stoliku, sprzezong z oprogramowaniem do

nawigacji stolikiem probki.

12. Powigkszenie ekranowe dla obrazéw mikroskopowych ma byé >

800 000 razy (dla ekranu o przekatnej > 23”).
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13. Stolik mikroskopu ma pomiesci¢ minimum 6 standardowych ministolikéw

do analizy probek.

14. Zamawiajgcy wymaga mozliwosci zamontowania prébki o wymiarach:

>100x>100x=6 mm.

15.

Stolik ma posiadac nastepujgce cechy:

—ruch w osi X i Y w zakresie minimum 50 mm,
—ruch w osi Z w zakresie minimum 50 mm,

— obrét w zakresie 360°

— zmotoryzowany ruch w osi X, y, z oraz obrot

— eucentryczny pochyt stolika w zakresie minimum -15° do +70°

16.

Urzadzenie ma wys$wietla¢ na monitorze komputera:

— na zywo obraz z jednego detektora,

— jednoczesnie cztery obrazy (po podziale ekranu na cztery okna)
z detektorow SE, BSE (lub jego sektoréw), kamery CCD i kamery do
nawigacji stolikiem

— obrazu bedgcego natozeniem na siebie obrazéw SE i BSE lub
obrazéw z wybranych sektorow detektora BSE, zmieszanych
w dowolnym stosunku.

17.

Zamawiajgcy wymaga aby urzgdzenie umozliwiato akwizycje czterech
obrazéw (z detektora SE lub wybranych sektoréw detektora BSE) przy
pojedynczym skanie wigzkg elektrondéw.

18.

Mikroskop ma umozliwiaé cyfrowy zapis obrazéw mikroskopowych
z rozdzielczoscig > 19 Megapikseli i w 24 bitowej skali szarosci. Ponadto,

mikroskop ma umozliwia¢ zapis obrazéw w formatach: TIFF, BMP
i JPEG.
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19. Oprogramowanie mikroskopu ma zezwalaé na jednoczesny zapis co
najmniej 4 obrazéw z réznych detektoréw, w tym takze z réznych

segmentéw detektoréw, uzyskanych przy pojedynczym skanie wigzka.

20. Oprogramowanie mikroskopu ma umozliwi¢ rotacje skanu bez zmiany

potozenia/obrotu stolika.

21. Oprogramowanie ma mie¢ mozliwo$s¢ zachowywania i przywotywania
parametrow skanowania (czas postoju wigzki w punkcie, strategia

skanowania).

22. Mikroskop musi by¢ wyposazony w generator skanu umozliwiajacy:
— integracje wielu ramek z automatyczng korekcjg dryftu,
— wielokrotne skanowanie pojedynczej linii ramki (integracja liniowa)
celem poprawy stosunku sygnat/szum,
—skanowanie przeplatane, co wybrang zdefiniowang przez

uzytkownika linie celem minimalizacji tadowania sie prébki.

23.Mikroskop musi byé wyposazony w spektrometr rentgenowski
z dyspersjg energi (EDS) w pefni zintegrowany sprzetowo
i programowo z oferowanym mikroskopem i posiada¢ niezbedne

oprogramowanie.

24. Detektor EDS ma byé wyprodukowany w technice SDD i nie wymagac¢
ciektego azotu do chtodzenia.

25. Aktywna powierzchnia sensora detektora EDS ma wynosié: > 10 mm?Z.
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26. Detektor EDS ma posiadaé rozdzielczos¢ 129 eV lub lepszg (<129 eV)
dla linii Mn Ka.

27.Detektor EDS ma pozwala¢ na detekcje pierwiastkbw minimum od
Berylu (Be).

28. Zamawiajgcy wymaga aby Detektor EDS umozliwiat mapowanie sktadu
pierwiastkowego z rozdzielczo$cig maksymalng > 1024 piksele, przy
czym kazdy piksel musi przechowywaé¢ petne widmo EDS. Musi by¢

réwniez zapewniona mozliwos¢ retrospektywnej analizy danych.

29. Spektrometr EDS ma mie¢ mozliwos¢ zbierania analizy i zapisu widm
rentgenowskich punktowo, wzdtuz dowolnie prowadzonej linii (profil
liniowy) oraz uzyskiwa¢ mapy rozktadu pierwiastkbw z wyznaczonego

obszaru wraz z automatyczng kompensacja dryftu.

30. Oprogramowanie detektora ma zapewni¢ wzorcowg i bezwzorcowag

analize ilosciowg widm.

31. Oprogramowanie detektora EDS ma zapewni¢ analize (na zywo i
retrospektywnie) obejmujacg odejmowanie tla, dekonwolucje linii
spektralnych i analize ilosciowg widma w kazdym pikselu mapy i profilu

liniowego zgodnie ze standardowymi metodami ZAF oraz Proza.

32.Konstrukcja komory mikroskopu musi stwarza¢ mozliwosé instalaciji
dodatkowych detektorow:

— EBSD
—  WDS
— XRF
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33. Sterowanie systemem:
— System operacyjny MS Windows 7 lub wyzszy,
— 2 komputery PC (kontroler mikroskopu i komputer pomocniczy na
dodatkowy hardware i aplikacje),
— 2 monitory o przekatnej > 23” sterowane z jednej myszy i jednej
klawiatury,

— Biurko operatora przystosowane dla 2 monitoréw.

34. Mikroskop musi by¢ wyposazony w system do zdalnej diagnostyki
i analizy stanu urzgdzenia za posrednictwem sieci Internet, pozwalajgcy
migdzy innymi na znaczne skrocenie czasu niezbednego do
zdiagnozowania i usuniecia usterek oraz skrocenia czasu przestoju

urzgdzenia.
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